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Plazmova hlavice s indukcni civkou

Civka Perkin-Elmer,
OPTIMA, zlacena

Civka Perkin-Elmer,
OPTIMA Plazmova hlavice
Perkin-Elmer 5500
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Plazmova hlavice ICP

B A- argon/argonové plazma, B —
| argon/dusikové plazma. Trubice:
il 1 — vné&jsi (plazmova), 2 —
X prostfedni, 3 — injektor.
Konfiguracni faktor plazmové
hlavice = a/b, kde a je vngjSi
2 pramér prostredni trubice, b je
vnitini pramér vnéjsi (plazmoveé)
3 trubice.
Toky plynu: A: 5 — vnéjsi
5 | Plazmovy (8-15 I/min Ar), 6 —
stredni plazmovy (0-1 I/min Ar),
nosny (0,5-1,0 I/min Ar); B: 5 —
6 chladici (15-20 I/min N2), 6 —
plazmovy (5-10 I/min Ar), 7 —

17 nosny (1-3 I/min Ar); 4 — indukeni

7 civka, 5 — chladici voda.

.
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Vysokofrekvencni generator ICP

Oscilator je zdroj elektrickych kmitu s ustalenou
amplitudou a urcitou frekvenci a je tvofen resonancnim
(ladénym) obvodem a zesilovacem.

0SCILATOR
zpétnd vazba rescnancn{ obvod zesilovad
) g ) . L I t—-
| : -
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Kompaktni plazmove hlavice

Spectro EOP; 2,5 mm injektor ..

. l ' Varian Vista AX, pro vysoky obsah TDS, injektor 2,3 mm

=

Perkin Elmer PE 5500
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Rozebiratelné plazmove hlavice (Jobin-Yvon)

VnejsSi plazmova trubice, kiemen

w1 0o

Prostrfedni plazmova trubice, kiemen Jlimec® Fi):aﬁe Centrovani
na vn&jsi trubici Do oY injektoru
trubic
e ) Injektor kfemenny, i.d. 2,5 mm

Prostfedni plazmova trubice, korund

Injektor korundovy, i.d. 2,5 mm

.>heath gas”
stinici Ar
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Knmhinn\la NnAa NnlazmMnva hlg\/ice

Varian Vista AX

Spectro EOP

Perkin-Elmer
Plasma 40

Perkin-Elmer Optima 3000
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Kombinované plazmove hlavice

Perkin-Elmer Optima 3000 DV
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[ ‘ fr Vyiez pro lateralni (radialni) pozorovani)
LS

3 Plastova baze hlavice;
( u ' ! l vsunuta do soustavy tvorené
™ W vnejSi a prostredni trubici,
stfedem zaveden injektor
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For complete parts list see Torch Replacement Parts
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Axialni pozorovani ICP




KonfiguracCni faktor plazmoveé hlavice
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Zavislost stupne ionizace na ionizacni
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Lateralni (radialni)
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Prostorove rozdéleni emise v ICP

Emisivita J,, odpovida radialnimu rozdeéleni intenzity

| . =J,,-d

Pq Pq Element N

d —vrstva plazmatu (m) / ‘ (W-srtm-3)

ICP kanal
/'

Intenzita vyzarovani |,
(W-srim-2)
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Lateralni pozorovani ICP
Axialni rozdéleni intenzity vyzarovani
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Axialni pozorovani ICP

]

ww 7

\ 4

Smér pozorovén>

Obr. 14




